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LEO Elektronenmikroskope sind bekannt fur
innovative Elektronenoptik, hbchste Flexibilitit
fiir verschiedenste Abbildungs- und Analyse
techniken, sowie einfachste Bedienung.

Das LEO 922 OMEGA st ein 200 KV Energie
filter-Transmissionselektronenmikroskop.  Es
bletet, neben hoher Leistung fir Abbildung
und Beugung, hichste Vielseitigkeit durch
komplette Systemintegration von EELS, ESI
und EDX. Es erfilllt in hervorragender Welse
alle Erfordernisse fiir Materialuntersuchungen
an dilnnen Priparaten wie z. B, die Nanoanaly
se von Halbleltern, Keramiken oder Polymeren,
Das Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop
LEO 1550 mit GEMINI Optik ist ebenfalls far
die Nanoanalyse konziplert. Glelchzelter An
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bau von EDX und WDX Detektoren an eine
grofe Probenkammer, in Verbindung mit el
nem kurzen Arbeitsabstand, garantieren hoch
ste Flexibilitit fir Werkstoffanalvsen, sowie
hiichste Auflosung, selbst bei niedrigsten Be
schleunigungsspannungen.

Fiir weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an

LEO Elektronenmikroskople GmbH
Carl-Zeiss-Str, 56

D-73447 Oberkochen

Tel.: 07364/94 6137

Fax: 07364 /94 4851

E-mail: info@leo.de
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